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Das Forschungsprojekt KACTUS Il verfolgt das Ziel, die Atomchiptechnologie in
eine neue Generation zu Uberfuhren und diese um weitere Funktionen zu
erganzen. Hierbei ist die Auswahl geeigneter Materialien und Fertigungsprozesse
entscheidend, sodass ein schnelleres Schaltverhalten sowie bessere
Vakuumeigenschaften erzielt werden kénnen. Die zunehmende Funktionalisierung
und Erweiterung der Integrationsdichte ermdglicht die weitere Miniaturisierung der
Atomchips sowie des Gesamtaufbaus, um den Technologieeinsatz in kommer-
ziellen Anwendungen zu ermdéglichen. Fur die Erweiterung der Integrationsdichte
sowie zur Erhdéhung der Belastbarkeit der stromfihrenden Strukturen der
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M s113.11.30 Atomchips sind entsprechende Isolationsschichten unerlasslich. Daher ist im
\. 0511/762-2565 Rahmen dieser Arbeit ein PECVD-Prozess zu untersuchen und anzupassen, um
% kuenzler@ die Eigenschaften der Isolationsschichten gezielte einstellen zu konnen.
impt.uni-hannover.de Abschliel3end ist der Prozess in die Fertigungskette der Atomchips zu integrieren.
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Bachelor- / Studien/ - Selbsténdige, strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise ab sofort
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